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平转动大磨头加工大口径非圆形球面的粗磨试验
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摘要：提出了用于大口径非圆形球面反射镜研磨和抛光的平转动大磨头加工技术，该技术基于平转动小磨头计算机控制

光学表面成形技术，通过增大磨头口径的方式来提高其材料去除效率。针对大口径磨头比较突出的边缘效应，通过低阶

拟合以及高阶补偿相结合的方法，在虚拟加工算法中引入边缘效应的影响，保证材料去除效率提高的同时具有一定的面

形收敛率，从而有效地缩短加工周期。最后对一块１　１００ｍｍ×８００ｍｍ的体育场形ＳｉＣ坯料进行了加工试验，共进行２２
轮加工，总加工时间约５１ｈ，面形从１２２μｍ（ＰＶ）收敛至５．９μｍ（ＰＶ）。与传统小磨头加工技术相比，效率提高了１倍以

上，实现了大口径非圆形球面在粗磨阶段的高效去除。
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１　引　言

　　非圆形的光学工件在大口径拼接主镜的天文
望远镜［１－２］和离轴三反非球面（ＴＭＡ）等离轴系统
中有着广泛应用，其外形主要有六边形、矩形、扇
形、体育场形等。在大口径光学表面的加工中，需
要去除大量的材料来使得面形不断收敛，这就要
求采用的加工方法必须具有很高的材料去除效

率，同时，其几何外形的特点要求这种方法必须具
备非圆形光学表面的加工能力，目前常用的光学
加工方法很难同时满足上述要求。
非圆形球面常见于采用拼接子镜的球面主

镜反射式望远镜中，如ＳＡＬＴ，ＳＰＯＴ，ＬＡＭＯＳＴ
等［３－４］，其形状为正六边形，与圆形较为接近，因此
可以在镜坯的外围粘结辅件，将镜面补充为圆形
后采用传统球面加工方式，在加工到１～２个波长
精度之后，卸下辅件，采用磁流变或者粒子束等加
工方式，将反射镜加工到需要的精度，这种方法可
以很好地满足这类大口径球面的加工问题，但对
于不容易补充为圆形的如体育场形、圆角矩形等
形状的大口径球面，运用起来较为困难。目前国
内外对于这类反射镜，多采用计算机控制光学表
面成形技术（ＣＣＯＳ）技术来加工，但受材料去除
效率的限制，对大口径的光学表面而言并不是一
种经济的加工方式［５－７］。
本文介绍了一种在平转动小磨头的 ＣＣＯＳ

技术基础之上，通过增大磨头尺寸来提高加工效
率的新方法，并围绕在大磨头加工中比较突出的
边缘效应问题，做了集中讨论。首先，利用磨头的
静力平衡方程求解大磨头在露边情况下的压力分

布的一阶拟合。然后，使用去除函数加权的方法
补偿磨头压力的高阶分布引起的“急塌边”现象，
从而提高了单次加工的面形收敛率。最后，利用
一块１ｍ量级的反应烧结的体育场形ＳｉＣ工件做
了相关的加工试验，并给出了试验结果。

２　平转动大磨头的基本原理

　　平转动大磨头技术是在小磨头的基础上发展

而来的，其原理与目前广泛使用的ＣＣＯＳ相同，
是根据定量的面形检测数据，在加工过程控制模
型的基础上，用计算机控制一个磨头，对光学零件
进行研磨或抛光，通过控制磨头在工件表面的驻
留时间及磨头与工件间的相对压力来控制材料的

去除量，最终得到满足精度要求的光学表面。
计算机控制光学表面成形技术的理论基础是

Ｐｒｅｓｔｏｎ在１９２７年提出的Ｐｒｅｓｔｏｎ方程［８］，他指
出材料去除效率正比于磨盘和镜面之间的压力和

速度，可以表述为：

ｄｚ（ｘ，ｙ）＝ｋｐｖｄｔ， （１）
其中ｄｚ（ｘ，ｙ）为镜面上（ｘ，ｙ）点的材料去除量，

ｖ是磨头和镜面之间的相对速度，而ｐ是磨头和
镜面之间的压力，磨头的去除函数Ｒ（ｘ，ｙ）定义
为在磨头位置不变的情况下，镜面上的点（ｘ，ｙ）
在单位时间ｔ内的去除量的和，有：

Ｒ（ｘ，ｙ）＝ｌｉｍｔ→∞
１
ｔ∫

ｔ

０
Δｚ（ｘ，ｙ，ｔ）ｄｔ， （２）

平转动的磨头的运动方式是一种平动，磨头
上任意一点做半径为ｅ的圆周运动，图１所示，是
对手工研抛光学表面磨头的运动过程的模拟。由
于磨头上任意点相对于镜面之间的相对速度均相

等，Ｐｒｅｓｔｏｎ方程中的Ｐ，Ｖ，Ｋ 为常数，因此去除
函数的积分简化为磨头覆盖时间的积分，可以表
示为：

Ｒ（ｘ，ｙ）＝ｌｉｍｔ→∞
１
ｔ∫
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０
Δｚ（ｘ，ｙ，ｔ）ｄｔ＝
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０（ｒ＞Ｒ＋ｅ）

ａｒｃｃｏｓ（ｒ
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２×ｒ×ｅ

）　（Ｒ－ｅ＜ｒ＜Ｒ＋ｅ）

π（ｒ＜Ｒ－ｅ

烅

烄

烆 ）

．

（３）
其中Ｒ为磨头半径，ｅ为磨头的偏心距离，平转动
大磨头技术的去除函数是一个中间高边沿低的近

高斯分布，如图２所示。根据光学加工经验，这种
类型的去除函数对于光学表面的面形收敛是有利

的。磨头的材料去除效率，即在单位时间内的材
料去除量ｄＶｏｌ，可以表述为对去除函数做面积积
分，公式如下：
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ｄＶｏｌ＝
Ａｍ
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εａｒｃｃｏｓ（ε

２＋η
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（４）
其中Ａｌ为磨头面积，η为磨头偏心率，当磨头偏
心率保持不变时，单位时间的去除量与磨头的面
积成正比，因此通过增大磨头口径的方式，也就是
采用平转动大磨头技术，可以显著地提高材料去
除效率，适用于大口径的光学表面的加工。

图１　平转动运动方式示意图

Ｆｉｇ．１　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｏｆ　ｌａｐ　ｗｉｔｈ　ｏｒｂｉｔａｌ　ｔｏｏｌ　ｍｏｔｉｏｎ

图２　平转动方式的去除函数

Ｆｉｇ．３　Ｗｏｒｋｉｎｇ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌａｐ　ｗｉｔｈ　ｏｒｂｉｔａｌ　ｔｏｏｌ　ｍｏｔｉｏｎ

３　磨头露边时压力分布的低阶近似

　　在磨头和镜面面形充分吻合而且磨头全部位
于镜面内部的情况下，磨头对镜面的压力均匀分
布，但当磨头部分露出镜面时，磨头与镜面之间的
压力分布发生变化，通过对磨头进行静力分析，利
用基本的静力学平衡方程，可以计算出磨头下压
力分布的一阶近似［９］。

表示磨头一阶压力分布为ｐ（ｘ，ｙ），并令当压
力为负值时，取磨头压力为零，可以表示为：

ｐ＝ａｘ＋ｂｙ＋ｃ
ｉｆ（ｐ＜０）ｔｈｅｎｐ｛ ＝０

． （５）

磨头对镜面的压力均处于垂直于镜面方向，
因此可以得到３个静力学方程：


Ｓ

ｐｄＳ＝Ｆ


Ｓ

ｐｘｄＳ＝０


Ｓ

ｐｙｄＳ＝

烅

烄

烆
０

． （６）

其中Ｆ为磨头对镜面施加的压力和，Ｓ为镜面上
被磨头覆盖的面积，（ｘ，ｙ）为数据点位置，利用这

３个静力学方程，可以求解得到一阶压力分布的３
个参数ａ，ｂ，ｃ，得到磨头对镜面压力分布的一阶
拟合。
与圆形工件相比，非圆形工件磨头露边时覆

盖区域边界复杂，边界是由圆弧和直线组成的闭
合曲线，同时需要考虑负压力的情况，不能采用解
析的方法给出压力分布的精确解。以图３所示体
育场形工件为例，磨头在镜面上的覆盖区域可以
出现图４～６的３种情况，公式６中的积分面积Ｓ
边界情况多变，且同时需要考虑压力小于０的情
况，因此不能得到精确的解析解。
对于非圆形镜面边界复杂的问题，本论文采

用计算几何的方法，求解得到镜面被磨头覆盖的
面积的边界，之后采用牛顿－柯西迭代法对公式６
做积分求解，得到磨头压力的一阶分布。采用这
种方法，首先需要将镜面边界简化为直线与圆弧

图３　用于加工试验的１　１００ｍｍ×８００ｍｍ体育场形

工件的边界

Ｆｉｇ．３　Ｂｏｕｎｄａｒｙ　ｏｆ　ｍｉｒｒｏｒ　ｆｏｒ　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ
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的组合，由于常见的反射镜一般有圆形、扇形、矩
形、六边形、体育场形等，边界均为直线和圆弧组
成，满足这一简化，而其它二次曲线或者高阶曲

线，都可以由多条圆弧或直线拟合。用于本次加
工试验的体育场形反射镜的边界如图３所示，图

４～６显示磨头处于镜面不同位置的计算结果。

（ａ）覆盖边界　　　　　　　　　　　（ｂ）压力分布　　　　　　　　　　（ｃ）去除函数
（ａ）Ａｒｅａ　ｃｏｖｅｒｅｄ　ｂｙ　ｌａｐ　　　　　　　（ｂ）Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　　　　　　　（ｃ）Ｒｅｍｏｖｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

图４　磨头处于图３（０，－３５０）位置时的计算结果

Ｆｉｇ．４　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｈｅｎ　ｌａｐ　ｉｓ　ａｔ（０，－３５０）ｉｎ　Ｆｉｇ．３

（ａ）覆盖边界　　　　　　　　　　　（ｂ）压力分布　　　　　　　　　　（ｃ）去除函数
（ａ）Ａｒｅａ　ｃｏｖｅｒｅｄ　ｂｙ　ｌａｐ　　　　　　　（ｂ）Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　　　　　　　　（ｃ）Ｒｅｍｏｖｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

图５　磨头处于图３（４５０，０）位置时的计算结果

Ｆｉｇ．５　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｈｅｎ　ｌａｐ　ｉｓ　ａｔ（４５０，０）ｉｎ　Ｆｉｇ．３

（ａ）覆盖边界　　　　　　　　　　　（ｂ）压力分布　　　　　　　　　　（ｃ）去除函数
（ａ）Ａｒｅａ　ｃｏｖｅｒｅｄ　ｂｙ　ｌａｐ　　　　　　　（ｂ）Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　　　　　　　　（ｃ）Ｒｅｍｏｖｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

图６　磨头处于图３（１２５，－３５０）位置时的计算结果

Ｆｉｇ．６　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｈｅｎ　ｌａｐ　ｉｓ　ａｔ（１２５，－３５０）ｉｎ　Ｆｉｇ．３
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４　磨头压力高阶分布的简化处理

　　由于磨头并非完全刚性，因此当磨头部分探
出镜面时，受磨头和镜面之间不均匀压力的影响，
磨头必然发生形变，反过来影响磨头与镜面之间
的压力分布，进而形成高阶的压力分布。高阶分
布的基本特点是在靠近镜面边沿的区域压力分布

急剧增加，如图７所示，从而引起光学加工中常见
的塌边现象，在光学加工中，如果发生塌边，则需
要去除整个面才能修正面形，材料去除量大，所需
加工时间长，是光学工艺人员关注并尽量避免
的［１０］。
如图７所示，有限元分析结果显示，边沿位置

压力急剧上升部分的宽度与磨头露边的多少几乎

无关，因此，在磨头尺寸及加工路径基本不变时，

（ａ）一阶拟合
（ａ）Ｆｉｒｓｔ　ｏｒｄｅｒ　ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｎｇ

（ｂ）有限元模拟结果
（ｂ）Ｒｅｓｕｌｔｓ　ｆｒｏｍ　ＦＥＡ　ａｎａｌｙｓｉｓ

图７　磨头处于不同露边位置时的压力分布［１０］

Ｆｉｇ．７　Ｘ－ｐｒｏｆｉｌｅｓ　ｏｆ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ

可以将高次分布视作镜面面形数据点与镜面边界

之间距离的函数，通过构造一个与该距离相关的

权重函数的方法，可以一定程度上模拟加工中对

镜面光学表面靠近边沿区域压力大引起的材料过

度去除，也就是“急塌边”现象。根据压力分布的

特点，可以采用对去除函数加权的方法来模拟边

缘的过度去除，本文提出权重函数为：

ｗ＝
ｋ　１－ｄｍ（ ）ａ

ｎ

＋１；（ｄｍ＜ａ）

　　１；（ｄｍ≥ａ
烅
烄

烆 ）
， （７）

受边沿压力突变影响的宽度为ａ，即图７中

灰色区域的宽度，对于距边界距离大于ａ的区域，

取权重为１，而对于与边界小于ａ的区域，则去除

量随数据点距边界的距离减小而上升，在边界上

达到最大，根据试验得到的数据，受边界影响的区

域的宽度ａ大约为磨头直径的１／４，以Φ３００ｍｍ
磨头为例，ａ≈７５ｍｍ，取ｋ＝０．８，ｎ＝２可使得模

拟值略大于实际测量得到的去除量，可以尽量避

免塌边现象的发生。

如图８所示，即使在靠近边沿处已经有较严

重塌边的情况下，在靠近边沿处仍然有较大量的

材料去除。如图９所示，理论计算去除量与实际

测量去除量的区别除面形平滑作用外，主要表现

在边沿处的过度去除，通过施加权重函数后，程序

可以很好地模拟边沿的过度去除，从而在生成加

工程序时即加以补偿，达到控制“急塌边”现象的

目的。

（ａ）实际误差面形

（ａ）Ｅｒｒｏｒ　ｍａｐ
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（ｂ）实际测量去除量
（ｂ）Ｔｅｓｔｅｄ　ｒｅｍｏｖｅ　ｍａｐ

（ｃ）理论计算去除量
（ｃ）Ｓｉｍｕｌａｔｅｄ　ｒｅｍｏｖｅ　ｍａｐ

图８　实测误差面形及实测去除分布与理论计算去除

分布

Ｆｉｇ．８　Ｒｅｍｏｖｅ　ｍａｐｓ　ｏｆ　ｂｏｔｈ　ｔｅｓｔｅｄ　ａｎｄ　ｓｉｍｕｌａｔｅｄ

（ａ）权重函数
（ａ）Ｗｅｉｇｈｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

（ｂ）没有加权处理数据
（ｂ）Ｗｉｔｈｏｕｔ　ｗｅｉｇｈｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

（ｃ）加权处理后的数据
（ｃ）Ｗｉｔｈ　ｗｅｉｇｈｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ

图９　加权函数，及采用加权函数前后的理论计算去

除量与实测值的偏差

Ｆｉｇ．９　Ｗｅｉｇｈｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ

ｔｅｓｔ　ａｎｄ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｒｅｍｏｖｅ　ｍａｐｓ

ｗｉｔｈ　ａｎｄ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｗｅｉｇｈｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ

５　加工试验

　　本实验中对一块１　１００ｍｍ×８００ｍｍ的反应
烧结ＳｉＣ坯料进行了粗磨加工试验，加工过程中
磨料为金刚石散粒，在面形处于不同精度时，分别
选用５０～６０，１４～２８，４～８μｍ的粒度。加工磨
头的尺寸为Φ４００ｍｍ，平转动的偏心值为５０
ｍｍ。磨头的加工面采用多块直径为Φ３０ｍｍ的

ＳｉＣ圆片拼接而成，这种结构不仅可以保证磨头
和镜面之间的充分吻合，同时也可以保证磨料可
以畅通地在圆片之间的缝隙中流动，使得各磨片
都具有充足且较为均匀的磨料。
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本次加工总共２２个加工循环，平均单次加工
时间２ｈ，面形精度从１２２μｍ　ＰＶ收敛至６μｍ
ＰＶ，平均收敛率为０．１２８，如图１０所示，最终精
度达到５．９μｍ　ＰＶ，加工前后的误差面形如图１１
所示，总共加工时间为２周，而如果采用小磨头加
工，加工时间将在一个月以上，因此与小磨头技术
相比，平转动的大磨头效率的提升效果是显著的。

图１０　２２次加工的面形收敛图

Ｆｉｇ．１０　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｏｆ　ｍｉｒｒｏｒ　ｉｎ　２２ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｃｙｃｌｅｓ

（ａ）粗磨前
（ａ）Ｂｅｆｏｒｅ　ｃｏａｒｓｅ　ｇｒｉｎｄｉｎｇ

（ｂ）粗磨后
（ｂ）Ａｆｔｅｒ　ｃｏａｒｓｅ　ｇｒｉｎｄｉｎｇ

图１１　粗磨完成后与加工初期镜面面形对比

Ｆｉｇ．１１　Ｅｒｒｏｒ　ｍａｐｓ　ｏｆ　ｍｉｒｒｏｒ　ｂｅｆｏｒｅ　ａｎｄ　ａｆｔｅｒ　ｃｏａｒｓｅ

ｇｒｉｎｄｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ

６　结　论

　　本论文提出了采用平转动大磨头技术解决传
统平转动小磨头技术加工大口径体育场形球面加

工效率的新方法，并对大磨头加工中比较突出的
边缘效应做了集中讨论。通过对磨头露边时低阶
压力分布的低阶拟和以及对磨头压力的高阶分布

引起的“急塌边”现象做简化的权重补偿，完成了
对平转动大磨头加工中边缘效应在计算机虚拟加

工算法中的计算模拟，从而提高了单次加工的收
敛率。最后，利用一块１　１００ｍｍ×８００ｍｍ的反
应烧结ＳｉＣ坯料完成了加工试验。与目前广泛使
用的小磨头技术相比，本方法将粗磨阶段的加工
效率提高１倍以上，材料去除效率大幅度提高，对
于提高大口径非圆形球面的加工效率，缩短加工
周期，具有重要意义。
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